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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Projektionssystem mit einer Lichtquelle (2), insbesondere mit einer Laser-Lie ht- 
quelle, bei dem ausgehend von der Lichtquelle (2) iiber einen Schwingspiegel (1) ein Projektions-Lichtbiindel (6) erzeugt wird. 
ErfindungsgemaB ist zumindest ein im Randbereich des Projektions Lichtbiindels (6) angeordneter Licht-Sensor (3) zur Erfassung 
der Position des Schwingspiegel s (1) vorgesehen. 
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Bes chreibung 

BESTIMMUNG DER AUSLENKUNG VON MIKROSPIEGELN IN EINEM PROJEKTIONSSYSTEM 

5 Die Erfindung betrifft ein Projektionssystem gemas s dem Ober- 
begrif f des Patentanspruchs 1 . 

Ein solch.es Projektionssystem und insbesondere Laser- 
Pro jektionssystem wird vorzugsweise bei miniaturisierten Pro- 
10 jektionsgeraten eingesetzt. 

In Folge der allgemeinen Miniaturisierung von mobilen Geraten 
einerseits und der standig wachsenden darzustellenden Daten- 
menge andererseits wird es zukunftig imnier schwieriger wer- 
15 den, diesen beiden Entwicklungen beispielsweise in einem Mo- 
biltelefon gerecht zu wer den . Die Miniaturisierung von Pro- 
jekt ions geraten zu deren Verwendung ini Zusammenspiel mit Mo- 
bil t clef onen kann einen Ausweg aus diesem Gegensatz bedeuten. 

20 Eine vielversprechende Ausfuhrung von Mini-Pro jektoren ist 

die Projektion mit Hilfe eines liber einen Mikrospiegel abge- 
lenkten Laserstrahls. Dabei scannt der Strahl die Projekti- 
onsflache zeilenweise ab f ahnlich wie der Elektrodenstrahl in 
einer Kathodenstrahlrohre . 

25 

Der Aufbau und die Funktionsweise eines solchen Mikrospiegels 
Oder allgerueiner Mikroaktors wird im folgenden kurz beschrie- 
ben. 

30 Zur Herstellung von Mikroaktoren werden vorzugsweise Techni- 
ken verwendet, die sich bei der Fertigung mikroelektronischer 
Bauelernente in der Silizium-Planartechnologie bewahrt haben 
und eine wirtschaf tliche Fertigung erlauben. Darunter fallen 
insbesondere Abscheideprozesse zur Schichterzeugung, photoli- 

35 thographische Prozesse zur Strukturubertragung und Atzprozes- 
se zur Strukturierung. Durch die monolithische oder hybride 
^Combination von mikromechanisch gefertigten Aktoren und der 
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entsprechenden integrierten elektronischen Ansteuerung bezie- 
hungsweise Signalverarbeitung entsteht ein Mikrosystem mit im 
Vergleich zu konventionellen Systemen extrem geringen Abmes- 
sungen, hoherer Zuverlassigkeit und erweiterten beziehungs- 
weise neuartigen Funktionen. 

Voraussetzung fur die Herstellung eines solchen Mikrosystems 
ist die Verwendung von Aktoren, die mit IC-kompatiblen Span- 
nungen betrieben werden konnen, besonders auch im Hinblick 
darauf, wenn diese Systeme dem Einsatz in mobilen Geraten ge- 
recht werden sollen. 

Im Allgemeinen versteht man unter einem mikromechanischen 
Scannerspiegel einen Mikroaktor, der zur kontrollierten Ab- 
lenkung von Licht genutzt wird. Um ein groBtmogliches Mali an 
Miniaturisierung zu erreichen, werden diese Aktoren nicht 
mehr mit konventionellen f einniechanischen Herstellungsverf ah- 
ren produziert, sondern es werden die oben genannten Verfah- 
ren zur Mikrostrukturierung genutzt. 

Der grundsatzliche Aufbau eines derartigen Aktors besteht im 
Wesentlichen aus einer ref lektierenden Spiegelplatte die uber 
Torsions- oder Biegefedern an einem die Spiegelf lache umge- 
benden Rahmen aufgehangt sind. Aus der Vielzahl von Ansteue- 
rungsmoglichkeiten werden im Folgenden kurz genannt : 

• Magnetische Anregung 

Hierbei wird in eine auf der Spiegelf lache aufgebrachte Lei- 
terschleife ein Strom eingepragt. Andert sich nun der Strom- 
fluss in der Leiterschleif e, so entsteht durch das von auften 
angelegte Magnetfeld ein tordierendes Moment auf die Spiegel- 
platte . 

• Thermomechanische Anregung 

Um bei diesem Verfahren den Aktor zum Auslenkung zu zwingen, 
wird die Spiegelf lache iiber zwei Bimetallstreif en aufgehangt. 
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Zurn Erwarmen der Streifen wird der Strom uber einen hin- und 
liber den anderen zuruckgefuhrt . 

• Piezoelektrische Anregung 

5 Der transversale piezoelektrische Effekt kann zur Auslenkung 
einer Spiegelplatte verwendet werden . Die piezoelektrische 
Schicht befindet sich zwischen zwei Elektroden. Bei angeleg- 
ter elektrischer Spannung wird auf den vorderen Teil der 
Spiegelplatte eine mechanische Spannung ubertragen, die eine 
10 Verbiegung innerhalb dieses Bereichs bewirkt. Abhangig vom 

Vorzeichen der Spannung U wird somit eine Auslenkung nach o- 
ben oder unten erzielt. 

• Elektrostatische Anregung 

15 Dieses Ansteuerungsprinzip ist das bisweilen am haufigsten 
beschriebene Verfahren zur Nutzung dieser mikromechanischen 
Scannerspiegel . Das Verfahren beruht auf der elektrostati- 
schen Anziehung von Elektrode und Gegenelektrode bei angeleg- 
ter Spannung. Beispielsweise bei einem lD-Scannerspiegels 

2 0 stellt die ref lektierende Spiegelplatte selbst eine Elektrode 
dar r und zwei Gegenelektroden werden durch eine Schicht un- 
terhalb der Platte gebildet. 

Anhand der unterschiedlichen Einsatzgebiete kann die Anre- 
25 gungsforrn zur elektrostatischen Ablenkung der Mikrospiegel 
grob in zwei Gruppen eingeteilt werden. 

Die erste Gruppe beinhaltet Spiegel zur quasistatischen Ab- 
lenkung von Licht, wie es haufig bei Lasern zur Materialbear- 
30 beitung der Fall ist. Da die permanente Auslenkung des Spie- 
gels abhangig von der Hohe der angelegten Spannung ist f las- 
sen sich damit auch beliebig niedrige Schwingungsf requenzen 
realisieren . 

35 Spiegel zur kontinuierlichen, harmonischen Ablenkung von 

Licht bilden die zweite Gruppe. Diese Form der Ansteuerung 
wird uberwiegend bei Lesesystemen fur Strichcodes eingesetzt. 
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Die Anregung der Spiegelschwingung kann dabei in Resonanz er- 
folgen, wobei entsprechend der mechanischen Giite des Systems 
hohere Auslenkwinkel als bei der quasistatischen Anregung er- 
zielt werden konnen. Die S chwingungs f requenz en sind hierbei 
abhangig vom mechanischen Aufbau, und reichen von einigen 
100Hz bis einigen 10kHz. 

Durch eine kardanische Aufhangung eines 2D-Scannerspiegels 
ist es moglich die Vorteile der beiden Ansteuerungsf ormen in 
einem Chip zu vereinen. Die Spiegelplatte selbst vollzieht 
hierbei die schnelle f resonante Bewegung und ist tiber zwei 
Silizium Torsionsf edern an einem inneren Rahmen befestigt. 
Dieser fuhrt die langsame, quasistatische Schwingung aus, und 
wird wiederum durch zwei Nickel Torsionsf edern mit einem au- 
Beren Rahmen verbunden 

Ein Bild entsteht nun, indern die Bilddaten auf den Laser- 
strahl moduliert werden. Dieser modulierte Lasers trahl wird 
vom Scanner-Spiegel aufgefachert und als Lichtbundel proje- 
2 e ir ■ 

Um die Bildinf ormationen auf den Laserstrahl modulieren zu 
konnen ist es erforderlich zu wissen, an welcher Stelle der 
Projektion sich dieser befindet. Wie von Kathodenstrahlrohren 
bekannt werden dazu horizontale (zu j edern Zeilenanf ang) und 
vertikale (zu Beginn eines Bildes) Synchronisationsimpulse 
benotigt, die aus der Spiegelbewegung abgeleitet werden. 

Ein weiteres Problem ist die Produktsicherheit bei Laserpro- 
jektoren. Im Falle eines unbewegten Spiegels tritt der Pro- 
jektionsstrahl unabgelenkt aus dem Pro jektionsgerat aus und 
kann so die gesetzlichen Bestrahlungs-Grenzwerte tiberschrei- 
ten. Daher ist es zwingend erforderlich, sicher zu wissen r ob 
der Spiegel schwingt. So kann bei nicht schwingendem Spiegel 
der Laser abgeschaltet werden. 



WO 2005/106562 



PCT/EP2004/053312 



Eine mogliche Methode ist die Kapazitat des schwingenden Mik- 
rospiegels zu messen, urn Aufschluss uber die Auslenkung des 
Spiegels und damit die Position des Lasers trahls zu bekonumen. 
Da die Kapazitatsanderungen sich jedoch ublicherweise im Be- 
5 reich unter lpF bewegen, ist diese Methode schaltungstech- 
nisch sehr aufwendig und ungenau, da die Messung durch die 
uberlagerten , hohen Anregungsspannungen fur den Spiegel 
stark gestort wird. 

10 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein Pro jektionssys- 
tern mit einer sicheren und zuverlassigen Posit ionsbestimmung 
des Mikro-Schwingspiegels anzugeben . 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemass durch die im Patentan- 
15 spruch 1 angegebenen Merkmale gelost. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung 
dargestellten Ausf uhrungsbeispieles naher beschrieben. Dabei 
zeigen: 

20 

Figur 1: das erf indungsgemaJ&e Pro j ektionssystem mit einer op- 

tischen Positionserkennung, und 
Figur 2: ein Diagram zur Erlauterung. 

25 Die erf indungsgemaJ2>e Positionsbestimmung erfolgt zuverlassig 
und robust auf optischem Wege. 

In der Figur 1 ist ein Projektionssystem dargestellt f das im 
wesentlichen einen Laser 2 als Lichtquelle und einen Mikro- 

30 Schwingspiegel 1 in einem Gehause 4 aufweist. Die Lichtquelle 
kann auch durch eine LED oder eine IR-LED realisiert sein. 
Der Laser 2 und der Schwing-Siegel 1 werden von einer Steuer- 
schaltung 7 angesteuert. Ein auf den Spiegel 1 gerichteter 
Laserstrahl wird von diesem zweidimensional abgelenkt und als 

35 Projektions-Lichtstrahl 6 beziehungsweise Pro j ektionsbundel 
durch eine Projektionsof fnung 5 im Gehause 4 abgegeben. 
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Erf indungsgemafi sind an im Randbereich des Pro jektions- 
Lichtstrahles 6 lichtempf indliche Bauteile 3 angebracht, die 
eine entsprechende Ruckmeldung zu der Steuerelektronik 7 ge- 
ben, falls ein Lichtstrahl auf sie trifft. Da die Geometrie 
5 der Strahlf iihrung bekannt ist, kann liber diese Impulse zum 
einen die Position des Spiegels 1 erkannt und zum anderen 
festgestellt werden, ob der Spiegel 1 schwingt. 

Zur Realisierung sind innerhalb des Pro j ektionsgehauses 4 
10 sind an den Randern der Proj ektionsof fnung 5 lichtempf indli- 
che Sensoren 3 angebracht. Dies konnen zum Beispiel CCD/CMOS- 
Sensoren oder andere Photoeleraente sein. Trifft der Projekti- 
onsstrahl auf einen der Sensoren 3, so liefert dieser einen 
Impuls, der als Synchronisationssignal und daxn.it zur Positi- 
15 onsbestimmung fur eine Steuerung des Mikro-Spiegels 1 in der 
Steuerschaltung 7 dient. 

In der Figur 1 sind Sensoren 3 an beiden Seiten der Proj ekti- 
onsof fnung 5 angebracht. Je nach Pro j ektionsverf ahren kann 
2 0 auch ein einziges Photoelement 3 an einer Seite ausreichend 
sein . 

Weiter ist in der Figur 1 eine Anordnung dargestellt, bei der 
der Winkel zwischen dem vom Laser 2 abgegebenen Lichtstrahl 
25 und dem Pro j ektions-Lichtstrahl 6 ca. 90 Grad betragt. Es ist 
auch eine Anordnungen moglich, bei der sich der Laser 2 in 
der Nahe der Pro j ektionsof fnung 5 befindet. Hierbei betragt 
der Winkel zwischen dem vom Laser 2 abgegebenen Lichtstrahl 
und dem Pro j ektions-Lichtstrahl 6 ungefahr 30 Grad. 

30 

Der Vorteil des erf indungsgemaften Pro jektions systems ist, 
dass der Proj ektionsstrahl gleichzeitig fur die Positionsbe- 
stimmung verwendet wird. So kann auch wahrend einer Projekti- 
on standig kontrolliert werden, ob der Spiegel schwingt. 

35 

Soil das Schwingen des Spiegels aufierhalb eines Projektions- 
betriebes festgestellt werden, beispielsweise nach dem Ein- 
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schalten des Projektors, so muss der Laser dazu mit verrin- 
gerter Lei stung betrieben werden um eine Uberschreitung der 
Strahlenschutzgrenzwerte zu vermeiden. Die Lei s tungs ver ringe- 
rung kann beispielsweise durch eine Pulsweitenmodulation des 
5 Laser-Strahles bewirkt werden. 

Bei einer Weiterbildung der Erfindung erfolgt die Messung der 
tatsachlichen Spiegelstellung durch photoelektrische Elemente 
beziehungsweise lichtempf indliche Sensoren 3 am Bildrand und 
10 mit Hilfe einer Helligkeitsmodulation der Lichtquelle. Diese 
Modulation kann ein Zuf allsmuster sein oder aber auch ein re- 
gelmaftiges Signal darstelien mit einem bestimmten Verlauf . 
Die Modulation wird in der Steuerschaltung 7 geregelt . 

15 Der Verlauf kann dabei beispielsweise durch einen Zahlerin- 
halt oder Zeilennummer bestimrnt sein. Sinnvollerweise wird 
die Modulation des Projektions-Lichtbundels 6 im eingeschwun- 
genem Zustand nur auBerhalb des aktiven Bereichs im Bildrand 
verwendet . 

20 

In der Figur 2 sind die zeitliche Abfolge des Projektions- 
Lichtbiindels 6, beispielsweise an der Pro jektionsof fnung 5 r 
und ein im Sensor 3 generiertes Detektorsignal dargestellt. 
Wie der s elbs t erklar enden Darstellung zu entnehmen wird durch 
25 den Sensor 3 an einer Detektorposition in Abhangigkeit von 

der Auslenkung des Pro j ektionsstrahles 6 das Detektors signal 
verandert. Von der Steuerung 7 kann dann die Schwingungs amp- 
litude des Spiegels 1 entsprechend gesteuert werden f das 
heisst gegebenenf alls vergrossert oder verkleinert werden. 

30 

Sinn der Weiterbildung ist die zeitliche Erkennung der Posi- 
tion des Lichtstrahls 6 zu photoelektrischen Elementen, wel- 
che mit einfachem Aufwand in der Regel nicht nur einen Bild- 
punkt, sondern einen Bereich von Bildpunkten in mehreren Zei- 
35 len auffangen. Durch Korrelation des Modulationssignals zum 

empfangenen Signal kann die genau Position des Bildabschnitts 
zu diesen Kalibrierempf angern festgestellt werden, um damit 
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die Pro jektionsvorrichtung zu synchronisieren und die Bild- 
grofte genau auszuregeln. 

Des weiteren kann das Modulations signal auch verwendet werden 
urn beini Hochlaufen die Energiedichte des Lichtstrahls niedrig 
zu halten, solange die Aufweitung durch die Ablenkung der 
schwingenden Spiegel noch nicht gesichert ist. 

Die Weiterbildung der Erfindung ergibt eine bessere Synchro- 
nisation des Schwingspiegels 1 und damit eine genauere Bild- 
groftenausregelung bei Ablenkspiegelprojektionssystemen . Wel- 
ter ermoglicht sie einen gef ahrenloser Anlauf und eine stan- 
dige Uberwachung der Ablenkf unktion zum Verhindern einer zu 
grofien und damit gef ahrlicher Energiedichte des Lichtstrahls. 
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Patentanspruche 

1. Projektions system rnit einer Lichtquelle <2) , insbesondere 
init einer Laser- Lichtquelle, 

5 bei dem ausgehend von der Lichtquelle (2) liber einen Schwing- 
spiegel (1) ein Proj ektions-Lichtbundel (6) erzeugt wird, 
gekennzeichnet durch 

zumindest einen im Randbereich des Projektions-Lichtbiindels 
(6) angeordneten Licht-Sensor (3) zur Erfassung der Position 
10 des Schwingspiegels (1) . 

2. Proj ektions system nach Anspruch 1, 

d a d u r c h gekennzeichnet dass 
das Pro jektions-Lichtbiindel (6) zumindest in einem Teilbe- 
15 reich eines zu pro j izierenden Bildes in seiner Helligkeit mo- 
duli ert ist f und 

durch Korrelation der Modulation des Proj ektions-Lichtbundels 
(6) und eines Detektorsignales vom Licht— Sensor (3) die Posi- 
tion des Schwingspiegels (1) bestimmbar ist- 

20 



9 



WO 2005/106562 



PCT/EP2004/0533 1 2 




FIG 2 



Detektor- 
position 



Auslen 
kung 



zu klein 



richtig 



zu groB 




Detektor- 
Signal 



INTMNATIONAL SEARCH REPORT 



InternaWnai Application No 

PCT/EP2004/053312 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER . 

IPC 7 G02B26/12 G02B7/182 



According 1o International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 G02B 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



EP 0 392 256 A (NILFORD LAB INC DOING 
BUSINESS) 17 October 1990 (1990-10-17) 
abstract; figure 1 

EP 0 301 801 A (REFLECTION TECHNOLOGY INC) 
1 February 1989 (1989-02-01) 
the whole document 



1,2 



1,2 



US 2001/028387 Al (MAEDA KATSUHIK0) 

11 October 2001 (2001-10-11) 
abstract; figure 2 

CH 598 609 A (HASLER AG) 

12 May 1978 (1978-05-12) 
the whole document 



1,2 



1,2 



□ 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



ID 



Patent family members are listed in annex. 



0 Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"IE" earlier document but published on or after the International 
filing date 

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



"T" later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

■Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

"&■ document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



11 February 2005 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70)340-3016 



Date of mailing of the international search report 



21/02/2005 



Authorized officer 



Daffner, M 



Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004) 



INTWNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



InternlWPhal Application No 

PCT/EP2004/053312 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



EP 0392256 



17-10-1990 



US 
EP 
JP 
US 



5032924 A 
0392256 A2 
3061991 A 
5033814 A 



16- 07-1991 

17- 10-1990 

18- 03-1991 
23-07-1991 



EP 0301801 


A 


01-02-1989 US 


4934773 


A 


19-06-1990 






AT 


118947 


T 


15-03-1995 






AU 


611172 


B2 


06-06-1991 






AU 


1894088 


A 


27-01-1989 






CA 


1315426 


C 


30-03-1993 






DE 


3853108 


Dl 


30-03-1995 






DE 


3853108 


T2 


13-07-1995 






EP 


0301801 


A2 


01-02-1989 






ES 


2070851 


T3 


16-06-1995 






JP 


2042476 


A 


13-02-1990 






JP 


2725788 


B2 


11-03-1998 






US 


5003300 


A 


26-03-1991 



US 2001028387 Al 



11-10-2001 JP 2001180043 A 



03-07-2001 



CH 598609 A 12-05-1978 CH 598609 A5 12-05-1978 



Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004) 



INTERNATIONA 



RECHERCHENBERICHT 



internaWhaies Aktenzeichen 

PCT/EP2004/053312 



A KLASSIRZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 G02B26/12 G02B7/182 



Nach der International Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationaten Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestpriifstoff (Klasslfikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 G02B 



Recherchierte aber nicht zum Mindestpriifstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultlerte etektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



KategorIe c 



Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



EP 0 392 256 A (NILFORD LAB INC DOING 
BUSINESS) 17. Oktober 1990 (1990-10-17) 
Zusammenfassung; Abbi Idling 1 

EP 0 301 801 A (REFLECTION TECHNOLOGY INC) 

I. Februar 1989 (1989-02-01) 
das ganze Dokument 

US 2001/028387 Al (MAEDA KATSUHIKO) 

II. Oktober 2001 (2001-10-11) 
Zusammenfassung; Abbi 1 dung 2 

CH 598 609 A (HASLER AG) 
12. Mai 1978 (1978-05-12) 
das ganze Dokument 



1 



Betr. Anspruch Nr. 



1,2 



1,2 



1,2 



1,2 



□ 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 

"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik defintert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

■E' alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Veroffenllichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenberlcht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

■O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 

■p" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mil der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nurzum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundetlegenden 
• Theorie angegeben ist 

•X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfindertscher Tatigkelt beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebrachl wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



11. Februar 2005 

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



21/02/2005 

Bevollmachtigter Bediensteter 



Daffner, M 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004) 



INTERN ATlONALE^iECHERCHENBERlCHT 

Angaben zu Veroffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehoren 



InternaSHSfales Aktenzeichen 

PCT/EP2004/053312 



Im Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
Vereffentlichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



EP 0392256 



A 



17-10-1990 



US 
EP 
JP 
US 



5032924 A 
0392256 A2 
3061991 A 
5033814 A 



Datum der 
Veroffentllchung 



16- 07-1991 

17- 10-1990 

18- 03-1991 
23-07-1991 



EP 


0301801 


A 


01-02-1989 


US 


4934773 


A 


19-06-1990 






AT 


118947 


T 


15-03-1995 










AU 


611172 


B2 


06-06-1991 










AU 


1894088 


A 


27-01-1989 










CA 


1315426 


C 


30-03-1993 










DE 


3853108 


Dl 


30-03-1995 










DE 


3853108 


T2 


13-07-1995 










EP 


0301801 


A2 


01-02-1989 










ES 


2070851 


T3 


16-06-1995 










JP 


2042476 


A 


13-02-1990 










JP 


2725788 


B2 


11-03-1998 










US 


5003300 


A 


26-03-1991 


US 


2001028387 


Al 


11-10-2001 


JP 


2001180043 


A 


03-07-2001 


CH 


598609 


A 


12-05-1978 


CH 


598609 


A5 


12-05-1978 



Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) {Januar 2004) 



